Mehrachsen-Piezoscanner

Hochdynamischer Nanopositionierer / Scanner mit direkter Positionsmessung

Einsatzgebiete

Uberragende Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren

Messtechnik
Interferometrie

Photonik / integrierte Optik
Lithografie
Nanopositionierung
Scanning-Mikroskopie
Probenausrichtung
Mikrobearbeitung

P-517 - P-327

= 2-und 3-Achsenversionen (XY und XY87)
= Stellwege bis 200 um

= Sub-nm-Auflosung

Pl

Die patentierten PICMA® Piezoaktoren sind vollkeramisch isoliert. Dies schiitzt sie vor Luftfeuchtigkeit und Ausfallen durch er-
héhten Leckstrom. PICMA® Aktoren bieten eine bis zu zehnmal héhere Lebensdauer als konventionelle polymerisolierte Akto-
ren. 100 Milliarden Zyklen ohne einen einzigen Ausfall sind erwiesen.

Sub-Nanometer-Auflosung mit kapazitiven Sensoren

Kapazitive Sensoren messen kontaktfrei mit Sub-Nanometer-Auflésung. Sie garantieren eine herausragende Linearitat der Be-
wegung, eine hohe Langzeitstabilitdt und eine Bandbreite im kHz-Bereich.

Hohe Fiihrungsgenauigkeit durch spielfreie Festkérpergelenkfiihrungen
Festkorpergelenkfiihrungen sind wartungs-, reibungs- und verschleiRfrei und bendtigen keine Schmierstoffe. lhre Steifigkeit

macht sie hoch belastbar und unempfindlich gegen Schockbelastungen und Vibrationen. Sie arbeiten in einem weiten Tempera-
turbereich.

Automatische Konfiguration und schneller Komponentenaustausch
Mechanik und Controller kdnnen beliebig kombiniert und schnell ausgetauscht werden. Alle Servo- und Linearisierungsparame-
ter sind im ID-Chip des D-Sub-Steckers der Mechanik gespeichert. Die Auto-Calibration-Funktion der Digitalcontroller verwendet

diese Daten automatisch bei jedem Einschalten des Controllers.

Hohe Bahntreue im Nanometerbereich durch parallele Positionsmessung
Alle Freiheitsgrade werden gegen eine einzige feste Referenz vermessen. Ungewolltes Ubersprechen der Bewegung in eine an-
dere Achse kann in Echtzeit (abh. von der Bandbreite) ausgeregelt werden (aktive Fihrung). Auch im dynamischen Betrieb wird

damit eine hohe Bahntreue im Nanometerbereich erreicht.
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Bewegen Einheit Toleranz | P-517.2CD | P-517.2CL P-517.3CD | P-517.3CL P-517.RCD | P-527.2CD  P-527.2CL P-527.3CD

Aktive Achsen XY XY XYz XYz XY 6z XY XY XYz
Stellweg in X pum 100 100 100 100 100 200 200 200
Stellweg in Y pum 100 100 100 100 100 200 200 200
Stellweg in Z um 20 20 20
Stellweg in X, ungeregelt um +20% 0,13 0,13 130 130 130 0,25 0,25 250
Stellweg in Y, ungeregelt um +20% 0,13 0,13 130 130 130 0,25 0,25 250
Stellweg in Z, ungeregelt um +20% 25 25 25
Rotationsbereich in 6Z mrad 1

Rotationsbereich in 62, mrad +20% 26

ungeregelt

Linearitatsabweichung in

X % typ. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
\L('“ea”tatsabwe'd‘”"g Ny typ. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
;mearltatsabwelchung in % ey 0,03 0,03 0,03
Linearitatsabweichung in % typ. 0,03

574

Positionieren Einheit Toleranz | P-517.2CD | P-517.2CL P-517.3CD | P-517.3CL P-517.RCD | P-527.2CD | P-527.2CL P-527.3CD

Kapazitiv, Kapazitiv, Kapazitiv, Kapazitiv, Kapazitiv, Kapazitiv, Kapazitiv, Kapazitiv,

Integrierter Sensor direkte Po- | direkte Po- | direkte Po- | direkte Po- | indirekte direkte Po- | direkte Po- | direkte Po-
€ sitionsmes- | sitionsmes- | sitionsmes- | sitionsmes- | Positions- sitionsmes- | sitionsmes- | sitionsmes-

sung sung sung sung messung sung sung sung
Systemauflésung in X nm 1 1 1 1 1 2 2 2
Systemauflosung in Y nm 1 1 1 1 1 2 2 2
Systemauflésung in Z nm 0,1 0,1 0,1
Systemauflésung in 62 urad 0,3
Aufldsung in X, ungeregelt | nm typ. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Auflosung in Y, ungeregelt | nm typ. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Auflosung in Z, ungeregelt | nm typ. 0,1 0,1 0,1
Auflosung in 6Z, ungere-
gelt prad typ. 0,1
Bl el tilEaine | o typ. +5 +5 +5 +5 +5 +10 +10 +10
genauigkeit in X
Bidirektionale Wiederhol- | typ. +5 5 t5 5 t5 +10 +10 +10
genauigkeitin Y
Bidirektionale Wiederhol-

+ + +

genauigkeitin Z nm typ. & 2 &
Bidirektionale Wiederhol- urad typ. £05

genauigkeit in 62

Antriebseigenschaften Einheit Toleranz | P-517.2CD | P-517.2CL P-517.3CD | P-517.3CL P-517.RCD | P-527.2CD  P-527.2CL P-527.3CD

Piezoaktor/ | Piezoaktor/ | Piezoaktor/ | Piezoaktor/ | Piezoaktor/ | Piezoaktor/ | Piezoaktor/ | Piezoaktor/

Antriebstyp PICMA® PICMA® PICMA® PICMA® PICMA® PICMA® PICMA® PICMA®
Elektrische KapazititinX | pF £20% 92 9,2 9 9 9 9,2 9,2 9
Elektrische Kapazitdtin Y ‘ uF +20% ‘ ‘ ‘ 9 9 ‘ ‘ ‘ 9
Elektrische KapazititinZ | pF £020% \ 6 6 \ \ 6
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:::Cha"'“he Eigenschaf- i heit | Toleranz | P-517.2CD  P-517.2CL | P-517.3CD | P-517.3CL | P-517.RCD |P-527.2CD | P-527.2CL  P-527.3CD

Flihrung

Steifigkeit in X
Steifigkeitin Y
Steifigkeit in Z
Steifigkeit in 62
Resonanzfrequenz in X,

belastet mit 2500 g

Resonanzfrequenz in X,
belastet mit 500 g

Resonanzfrequenz in X,
unbelastet

Resonanzfrequenzin Y,
belastet mit 2500 g

Resonanzfrequenzin Y,
belastet mit 500 g

Resonanzfrequenzin Y,
unbelastet

Resonanzfrequenz in Z,
unbelastet

Resonanzfrequenz in 6Z,
unbelastet

Zulassige Druckkraft in Z
Zulassige Zugkraft in Z
Gesamtmasse

Material

Anschliisse und Umge-
bung

Anschluss

Empfohlene Controller /
Treiber

Kabellange

Betriebstemperaturbe-
reich

Bewegen Einheit

Aktive Achsen

Stellweg in X

Stellweg inY

Stellweg in Z

Stellweg in X, ungeregelt
Stellweg in Y, ungeregelt
Stellweg in Z, ungeregelt
Rotationsbereich in 6Z

Rotationsbereich in 8Z,
ungeregelt
Linearitatsabweichung in
X

Linearitatsabweichung in
Y

Linearitatsabweichung in
Z

Linearitatsabweichung in
6z

N/um
N/pum
N/pum
N-m/
urad

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

Hz

Einheit

um
um
um
um
um
um

mrad

mrad

%

%

%

%

+20 %
+20 %
+20 %

+20 %

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

max.

max.

Toleranz

+20%

+20%

+20%

+20%

typ.

typ.

typ.

typ.

140

250

450

140

250

450

49

1400

Aluminium

140

250

140

250

49

1400

Aluminium

15

140

250

450

140

250

450

1100

49

1450

Aluminium

15

140

250

450

140

250

1100

49

1450

Aluminium

2 1 1 1

2 1 1 1
15

2

140 110 110 110

250 190 190 190

450 350 350 350

140 110 110 110

250 190 190 190

450 350 350 350
1100

400

49 49 49 49

1400 1400 1400 1450

Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium

P-517.2CD | P-517.2CL P-517.3CD | P-517.3CL P-517.RCD | P-527.2CD  P-527.2CL P-527.3CD

D-Sub
25W3 (m)

E-503, E-
505,
E-621, E-
712,
E-727

-20 bis 80

P-527.3CL
XYz

200

200

20

250

250

25

0,03

0,03

0,03

LEMO LV-
PZT

E-503, E-
505,
E-621, E-
712,
E-727

-20 bis 80

D-Sub
25W3 (m)

TEXT>P>E-
503, E-505,
/P>P>E-
621, E-712,
/P>P>E-
727/P>/
TEXT>

-20 bis 80

LEMO LV-
PZT

TEXT>P>E-
503, E-505,
/P>P>E-
621, E-712,
/P>P>E-
727/P>/
TEXT>

-20 bis 80

D-Sub D-Sub LEMO LV- D-Sub
25W3 (m) 25W3 (m) PZT 25W3 (m)
TEXT>P>E-
E-503, E- E-503, E- E-503, E- 503, E-505,
505, 505, 505, /P>P>E-
E-621, E- E-621, E- E-621, E- 621, E-712,
712, 712, 712, /P>P>E-
E-727 E-727 E-727 727/P>/
TEXT>
-20 bis 80 -20 bis 80 -20 bis 80 -20 bis 80

P-527.RCD
XY ez

200

200

250
250

0,03

0,03

0,03
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Integrierter Sensor

Systemauflésung in X nm
Systemauflosung in Y nm
Systemauflésung in Z nm
Systemauflésung in 62 urad
Auflosung in X, ungeregelt | nm
Auflosung in Y, ungeregelt | nm
Auflésung in Z, ungeregelt | nm
Auflésung in 6Z, ungere- urad
gelt
Bidirektionale Wiederhol-

P nm
genauigkeit in X
Bidirektionale Wiederhol-

P nm
genauigkeit in Y
Bidirektionale Wiederhol-

P nm
genauigkeit in Z
Bidirektionale Wiederhol-

urad

genauigkeit in 62

Antriebseigenschaften Einheit

Antriebstyp
Elektrische Kapazitatin X | uF
Elektrische KapazitatinY | uF
Elektrische KapazitatinZ | uF

Mechanische Eigenschaf-

Einheit
ten
Fihrung
Steifigkeit in X N/um
Steifigkeitin Y N/pum
Steifigkeitin Z N/pm

P N-m/

Steifigkeit in 62 urad
Resonanzfrequenz in X, Hz
belastet mit 2500 g
Resonanzfrequenz in X, Hz
belastet mit 500 g
Resonanzfrequenz in X, Hz
unbelastet
Resonanzfrequenzin, Hz
belastet mit 2500 g
Resonanzfrequenzin Y, Hz
belastet mit 500 g
Resonanzfrequenzin Y, Hz
unbelastet
Resonanzfrequenzin Z,

Hz
unbelastet
Resonanzfrequenz in 62,

Hz
unbelastet
Zulassige Druckkraft in Z
Zulassige Zugkraftin Z
Gesamtmasse g
Material

typ.
typ.
typ.

typ.

typ.

typ.

Toleranz

+20%
+20%
+20%

Toleranz

+20 %
+20 %
+20 %

+20 %

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

+20%

max.

max.

Kapazitiv, direkte Positionsmessung
2

2

0,1

0,5
0,5
0,1

P-527.3CL
Piezoaktor/PICMA®
9

9

6

P-527.3CL

=

15

110

190

350

110

190

350

1100

49

1450

Aluminium

P-527.RCD

Kapazitiv, indirekte Positionsmessung
2

2

0,3
0,5
0,5

P-527.RCD
Piezoaktor/PICMA®
9

P-527.RCD

110

190

350

110

190

350

300

49

1400

Aluminium
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Clr:rs‘cghlusse und Umge- Einheit P-527.3CL P-527.RCD

Anschluss \ \ | LEMO LVPZT ' D-Sub 25W3 (m)

Empfohlene Controller / TEXT>P>E-503, E-505,/P>P>E-621, E-712,/P>P>E-727/ E-503, E-505,

Treiber P>/TEXT> E-621, E-712,
E-727

Kabellange ‘ m ‘ ‘

Bgtrlebstemperaturbe— oc S E 20 bis 80

reich
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Zeichnungen / Bilder
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Bestellinformationen

P-517.2CD
Prazises XY-Nanopositioniersystem, 100pum x 100 um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, D-Sub-Stecker

P-517.2CL
Prazises XY-Nanopositioniersystem, 100um x 100 um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, LEMO-Stecker

P-517.3CD
Prazises XYZ-Nanopositioniersystem, 100um x 100um x 20um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, D-Sub-Stecker

P-517.3CL
Prazises XYZ-Nanopositioniersystem, 100um x 100um x 20um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, LEMO-Stecker

P-517.RCD
Prazises XY- und Rotations-Nanopositioniersystem, 100um x 100um, 2mrad, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, D-Sub-Ste-
cker

P-527.2CD
Prazises XY-Nanopositioniersystem, 200um x 200um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, D-Sub-Stecker

P-527.2CL
Prazises XY-Nanopositioniersystem, 200um x 200um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, LEMO-Stecker

P-527.3CD
Prazises XYZ-Nanopositioniersystem, 200um x 200um x 20um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, D-Sub-Stecker

P-527.3CL
Prazises XYZ-Nanopositioniersystem, 200pum x 200um x 20um, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, LEMO-Stecker

P-527.RCD
Prazises XY- und Rotations-Nanopositioniersystem, 200um x 200um, 4mrad, kapazitive Sensoren, Parallelmetrologie, D-Sub-Ste-
cker
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